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Introduction et défis

EASII-jet pour “Electrodeless Atmospheric Secondary Induced lonization-jet”
est une source de plasma froid fonctionnant dans les conditions ambiantes de
température et de pression. Reposant sur la technologie des décharges de type jet
plasma —qui génere des ondes d'ionisations guidées ou streamer guidé— ce concept
offre I'avantage de produire une source d'ionisation secondaire sans électrode.
Cette étude propose de tirer parti du mécanisme de transfert de plasma en
réponse a des défis technologiques actuels notamment dans la mise en appli-
cation de décharges dans le cadre de traitements de matériaux sensibles aux
risques électriques. Cette contribution présentera des résultats expérimentaux
préliminaires sur la dynamique de génération et de propagation de la décharge
dans |'Helium.
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Dynamique de propagation sur échelon haute-tension montant

Acquisition a) i
» Séquence d'images iCCD
> Délai : 80 ns, b) f
> Exposition : 5ns,
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Dynamique de propagation sur échelon haute-tension descendant
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Séquence d'images iICCD successives pour différentes valeurs de wpyise
(1) 0.65ps, Il) 5ps et 11) 10 ps) pour lesquelles on obtient trois modes de
décharges.

Diagnostic électrique et propriétés
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Analyse courant-tension
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B deux échelons de tension,
” Wpuse = 100 ps (anode) » Signature de |'onde d’ionisation
: W,use = 5.0 s (part Ill)
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» Onde d'ionisation secondaire
systématique sur échelon
montant,

exp. decay fit, T = 2.4 us
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» Influence de wyy5e pour double
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Le dualisme “streamer-bullet” existe-t-il ?
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Séquence d'images iCCD successives avec les mémes parametres d'excitation
électrique mais pour une polarité négative. (Délai entre chaque image : 40 ns)
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Remarques générales et discussions. ..

» EASI|-jet présente des caractéristiques innovantes par rapport aux sources
de type jet plasma,

» Potentiel recherche —étude de mécanismes élementaires— et applications. . .
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